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EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do
efektow
kierunkowych

Wiedza

wo1

Ma wiedze w zakresie fizyki, obejmujgcg mechanike,
kinematyke, optyke, elektrycznos¢ i magnetyzm, w
szczegolnosci wiedze niezbedng do zrozumienia pod-
stawowych zjawisk fizycznych wystepujacych we wszel-
kiego typu maszynach i urzgdzeniach mechanicznych, w
tym

w systemach umozliwiajgcych ksztattowanie i obrébke
réznego rodzaju materiatow.

MiBM1_W02

W02

Student posiada wiedze potrzebng do organizowania
pracy zgodnie z przepisami BHP

MiBM1_W04

W03

Ma podstawowg wiedze w zakresie nanotechnologii oraz
nanotechniki, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich za-
stosowania w mechanice i budowie maszyn.

MiBM1_W13

W04

Ma wszechstronng wiedze na temat inzynierii po-
wierzchni obejmujgca réznorodne zagadnienia z tym
zwigzane, np. modelowanie warstwy wierzchniej, ocena
stanu i trwatosci powierzchni, badania tribologiczne

MiBM1_W22

Umiejetnosci

uo1

Potrafi wykonywa¢ pomiary podstawowych wielkosci
geometrycznych, mechanicznych oraz elektrycznych i
innych zwigzanych z procesem wytwarzania czesci ma-
szyn, potrafi interpretowa¢ uzyskane wyniki, analizowaé
niepewnos¢ pomiaru i wyciggac wnioski

MiBM1_U11

uo2

Potrafi wykorzysta¢ metody analityczne, numeryczne,
symulacyjne do formutowania i rozwigzywania zadan
inzynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
potrafi odpowiednio zinterpretowac¢ i wykorzysta¢ wyniki
eksperymentu

MiBM1_U12

uo3

Student potrafi dobra¢ odpowiednie materiaty inzynier-
skie, dla zapewnienia poprawnej eksploatacji maszyny

MiBM1_U14

Kompetencje
spoteczne

K01

Ma swiadomos$¢é znaczenia i rozumie powigzania pomie-
dzy dziatalnoscig inzynierskg a pozatechniczna,
w aspekcie skutkow oddziatywania na Srodowisko i od-
powiedzialnosci za podejmowane decyzje

MiBM1KO03

K02

Potrafi mysle¢ i dziataé w sposdb przedsiebiorczy ze
zrozumieniem potrzeb spoteczenstwa i praw rzgdzacych
Srodowiskiem naturalnym

MiBM1_KO05

K03

Ma swiadomosc¢ roli spotecznej absolwenta uczelni tech-
nicznej i rozumie potrzebe przekazywania opinii publicz-
nej w sposéb zrozumiaty informacji dotyczacych osia-
gnie¢ zwigzanych z kierunkiem studibw mechanika
i budowa maszyn

MiBM1_K06

TRESCI PROGRAMOWE

Fo_r m’? Tresci programowe
zajec
1.Historia nanotechnologii. Rozwdj aparatury stosowanej w nanotechnologii.
2.Nanotechnologie — klasyfikacja obszaréw badawczych i aplikacyjnych.
3.Przykiady proceséw zachodzgcych w przyrodzie w skali ,nano”.
4.Nanotechnologia w zagadnieniach:
wyktad a) obserwaciji struktur,

b) budowa i dziatanie aparatury pomiarowej,
c) wiasciwosci nanomateriatéw,

d) wytwarzanie nanostruktur,

e) budowa i rodzaje urzgdzen w skali nano.
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5.Korzysci i zagrozenia wynikajagce z zastosowania nanotechnologii.

6.Podstawowe metody wytwarzania nanomateriatow.

7. Sposoby otrzymywania nanoproszkéw i nanokompozytéw: ziarnistych, warstwo-
wych, widknistych, zero wymiarowych, jednowymiarowych i tréjwymiarowych.

8.Wiasciwosci nanomateriatow.

9.Zapoznanie sie z budowa, zasadami dziatania urzadzen i procesami wytwarzania
warstw wierzchnich i powtok nastepujacymi technikami:
a) implantacji jonowej,
b) fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD,
¢) chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD,
d) osadzania warstw atomowych ALD.

10. Nanostruktury weglowe — wiasciwosci, otrzymywanie i przyktady zastosowan
w technice.

11. Rozwdj nanotechnologii w Polsce i na Swiecie.

laboratorium

1.Modelowanie nanostruktur.

2.Dobdr technik wytwarzania w zaleznosci od funkgji eksploatacyjne;.

3.Dobdr parametréow wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg PVD

4.Fizyczne osadzanie z fazy gazowej PVD.

5.Dobdr parametrow wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg CVD.

6.Chemiczne osadzanie z fazy gazowej CVD.

7.Dobdr parametrow wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg PACVD.

8.Chemiczne osadzanie z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmg PACVD.

9.Dobér parametrow wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg ALD.

10.0Osadzanie warstw atomowych ALD.

11.0Obserwacja nanostruktur z wykorzystaniem aparatury pomiarowej.

12.Badanie wtasciwosci nanomateriatdw ceramicznych metodg EDS i SEM.

13. Pomiary wtasciwosci:
a) reologicznych, b) mechanicznych, c) tribologicznych.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc )

efektu

Egzamin
ustny

Egzamin

: Kolokwium
pisemny

Projekt Sprawozdanie Inne

wo1

X X

w02

W03

W04

X [ X | X | X

uo1

uoz2

uo3

X [ X [ X | X

K01

K02

K03

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma . . . . .
. Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wykfad egzamin

laboratorium

Uzyskanie co najmniej 50% punktow z kolokwiéw w trakcie

zaliczenie z oceng zajec




*) zostawi¢ tylko realizowane formy zajec

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nost-
ka
W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
15 15
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 36 h
" | akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 1,4 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 39 h
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
6. w ramach samodzielnej pracy 1.6 ECTS
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 38 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
8. . . 15 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obciazenie pracg studenta 75 h
10, Punkty ECTS za n.10du.t N 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta
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